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740960-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

UcnaHua — MUKpoeneKkTpoOHHU MalUVHU U ypeau n MUMKpocuctemum — Suministro de sistema de
litografia por escritura directa mediante laser (Direct Laser Writing, DLW)

OJ S 207/2026 26/10/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

JdocTtaBku

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
EnekTpoHHa nowa: contratacion@upv.es
lMpaBHa kaTeropus Ha KynyBada: lNybnuyHonpaBHa opraHn3aums, KOHTponmMpaHa ot
pernoHarneH opraH
[enHocT Ha Bb3narawwms opraH: ObpasoBaHue

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Suministro de sistema de litografia por escritura directa mediante laser (Direct
Laser Writing, DLW)
Onucanue: El presente informe tiene por objeto justificar la necesidad e idoneidad de la
contratacion del suministro, instalacion, puesta en marcha, validacién y formacién asociada a
un sistema de litografia por escritura directa mediante laser (Direct Laser Writing, DLW), de
acuerdo con lo establecido en el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014, asi como en los preceptos concordantes que exigen la elaboracion de
un informe de insuficiencia de medios, necesidad e idoneidad del contrato con caracter previo
al inicio del expediente de contratacidn. El equipo se destinara a la Infraestructura Cientifica y
Técnica Singular (ICTS) MICRONANOFABS, red espafiola de salas blancas de micro y
nanofabricacion integrada en el Mapa Nacional de ICTS del Ministerio competente en materia
de ciencia, de la que forma parte la Infraestructura de Micro y Nano Fabricacién del Centro de
Tecnologia Nanofotdnica (NTC) de la Universitat Politécnica de Valéncia (UPV), junto con el
Centro Nacional de Microelectrénica (CSIC) y la Central de Tecnologia del ISOM (UPM). La
instalacion se ubicara en la Sala Blanca del edificio 8F del NTC-UPV. El Centro de Tecnologia
Nanofoténica desarrolla actividades de investigacion y fabricacion en los ambitos de la
fotdnica integrada, la nanotecnologia, la biosensoérica, la microdptica y los sistemas
microfluidicos. Entre los dispositivos que se fabrican de forma habitual se incluyen circuitos
fotdnicos integrados (PICs), biosensores fotonicos, nanoantenas, resonadores opticos,
cristales fotonicos, elementos 6pticos difractivos, metalentes y microlentes, estructuras
tridimensionales obtenidas mediante litografia Gray Scale, dispositivos MEMS, sistemas
microfluidicos, y encapsulados y componentes hibridos foténicos. Estos dispositivos requieren
combinar procesos de fabricacion con resoluciones nanométricas y micrométricas, elevados
niveles de precision geométrica, alineamiento multicapa y una elevada productividad que
permita fabricar dispositivos completos y obleas en tiempos compatibles con la actividad
investigadora y la prestacién de servicios tecnolégicos. Por ello, es necesaria la adquisiciéon
de un sistema de litografia que ofrezca simultaneamente una elevada resolucion, gran
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velocidad de escritura, estabilidad mecanica, precision de posicionamiento y versatilidad para
trabajar sobre una amplia variedad de materiales y tamanos de sustrato. Como ICTS
integrada en la red MICRONANOFABS, el NTC-UPV presta servicios de micro y
nanofabricacion a grupos de investigacion nacionales e internacionales, asi como a
empresas, en el marco de proyectos competitivos, contratos de transferencia tecnoldgica y
prestacion de servicios avanzados. El equipo formara parte de la infraestructura cientifica del
centro y sera utilizado para el desarrollo de proyectos de investigacion nacionales e
internacionales, contratos de transferencia tecnolégica con empresas y prestacion de
servicios de fabricacidn a usuarios internos y externos. Esta condicion de infraestructura
singular de uso compartido obliga a mantener una dotacion instrumental actualizada, robusta
y de prestaciones acordes al estado del arte, en linea con los objetivos del PERTE Chip para
el fortalecimiento de las capacidades nacionales de microelectronica y foténica La
contratacion resulta, por tanto, necesaria para el cumplimiento y realizacion de los fines
institucionales de la ICTS MICRONANOFABS-NTC, no existiendo medios propios adecuados,
suficientes y disponibles para atender esta necesidad, en los términos exigidos por el articulo
28 LCSP

WpeHntndpumkatop Ha npouenypata: 9fb4f2d3-a537-4e86-97a2-a8cab95192c6

BbTpeweH naeHtudukatop: MY26/ICTS/S/88

Bug npoueaypa: Otkputa

Mpouenypata ce yckopsiea: aa

O6ocHoBka Ha yckopeHaTa npoueaypa: La adjudicacion, formalizacion y ejecucion del
contrato debe llevarse a cabo en el plazo maximo de ejecucion fijado por la Generalitat
Valenciana, Plan Endavant, que es el 31 de diciembre de 2026. Que la disponibilidad de los
fondos para llevar a cabo la presente contratacion no se ha producido hasta el 11 de
septiembre de 2026. Que los plazos y requisitos ordinarios de tramitacion del expediente de
contratacion resultan impracticables para poder cumplir el plazo maximo de ejecuciéon
previsto. Siendo necesario e inaplazable atender la formalizacion del contrato objeto del
presente expediente y acelerar la adjudicacion por razones de interés publico.

21.1. Uen
EctectBo Ha nopbukata: [loctasku
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 31712000 MrUKpoeneKkTpoOHHN MaLLVHU U ypeau u
MUKpOCHCTEMMU

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Valencia / Valencia (
ES523)
Obpxasa: Micnanna

2.1.3. CtomHocCT
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 ga ce Bkntovsa AC: 465 000,00 EUR

2.1.4. OO6wa nHcdopmauus
NMpaBHO OCHOBaHwMe:
Oupektusa 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHusA 3a U3KNKO4YBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a U3KNIOYBaHe: YBeJoMMeHne
KoHNMKT Ha nHTepecu, CBbp3aH C y4acTUMeTo B npoueayparta 3a BbanaraHe Ha obuiectBeHa
nopbyka: Conflicto de intereses debido a que el licitador haya participado en el procedimiento
de contratacion objeto de este contrato.
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5. ObocobeHa no3nyus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0000
3arnasue: Suministro de sistema de litografia por escritura directa mediante laser (Direct
Laser Writing, DLW)
Onucanue: El presente informe tiene por objeto justificar la necesidad e idoneidad de la
contratacion del suministro, instalacion, puesta en marcha, validacién y formacién asociada a
un sistema de litografia por escritura directa mediante laser (Direct Laser Writing, DLW), de
acuerdo con lo establecido en el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014, asi como en los preceptos concordantes que exigen la elaboracion de
un informe de insuficiencia de medios, necesidad e idoneidad del contrato con caracter previo
al inicio del expediente de contratacién. El equipo se destinara a la Infraestructura Cientifica y
Técnica Singular (ICTS) MICRONANOFABS, red espafiola de salas blancas de micro y
nanofabricacion integrada en el Mapa Nacional de ICTS del Ministerio competente en materia
de ciencia, de la que forma parte la Infraestructura de Micro y Nano Fabricacién del Centro de
Tecnologia Nanofotonica (NTC) de la Universitat Politécnica de Valéncia (UPV), junto con el
Centro Nacional de Microelectronica (CSIC) y la Central de Tecnologia del ISOM (UPM). La
instalacion se ubicara en la Sala Blanca del edificio 8F del NTC-UPV. EI Centro de Tecnologia
Nanofoténica desarrolla actividades de investigacion y fabricacion en los ambitos de la
foténica integrada, la nanotecnologia, la biosensérica, la microdptica y los sistemas
microfluidicos. Entre los dispositivos que se fabrican de forma habitual se incluyen circuitos
foténicos integrados (PICs), biosensores fotonicos, nanoantenas, resonadores opticos,
cristales fotonicos, elementos 6pticos difractivos, metalentes y microlentes, estructuras
tridimensionales obtenidas mediante litografia Gray Scale, dispositivos MEMS, sistemas
microfluidicos, y encapsulados y componentes hibridos foténicos. Estos dispositivos requieren
combinar procesos de fabricacion con resoluciones nanométricas y micrométricas, elevados
niveles de precisidon geométrica, alineamiento multicapa y una elevada productividad que
permita fabricar dispositivos completos y obleas en tiempos compatibles con la actividad
investigadora y la prestacion de servicios tecnologicos. Por ello, es necesaria la adquisicion
de un sistema de litografia que ofrezca simultdneamente una elevada resolucion, gran
velocidad de escritura, estabilidad mecanica, precision de posicionamiento y versatilidad para
trabajar sobre una amplia variedad de materiales y tamafos de sustrato. Como ICTS
integrada en la red MICRONANOFABS, el NTC-UPV presta servicios de micro y
nanofabricacion a grupos de investigacion nacionales e internacionales, asi como a
empresas, en el marco de proyectos competitivos, contratos de transferencia tecnoldgica y
prestacion de servicios avanzados. El equipo formara parte de la infraestructura cientifica del
centro y sera utilizado para el desarrollo de proyectos de investigacion nacionales e
internacionales, contratos de transferencia tecnolodgica con empresas y prestacion de
servicios de fabricaciéon a usuarios internos y externos. Esta condicion de infraestructura
singular de uso compartido obliga a mantener una dotacion instrumental actualizada, robusta
y de prestaciones acordes al estado del arte, en linea con los objetivos del PERTE Chip para
el fortalecimiento de las capacidades nacionales de microelectronica y fotdnica La
contratacion resulta, por tanto, necesaria para el cumplimiento y realizacion de los fines
institucionales de la ICTS MICRONANOFABS-NTC, no existiendo medios propios adecuados,
suficientes y disponibles para atender esta necesidad, en los términos exigidos por el articulo
28 LCSP
BbTpeweH naeHtudgukatop: MY26/ICTS/S/88
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5.1.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykarta: [loctaBku
OcHoeHa knacudukauus (cpv): 31712000 MrUKpOENeKTPOHHN MaLLMHN U ypeaun n
MUKpPOCUCTEMU

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Valencia / Valéncia (
ES523)
Obpxaea: VicnaHna

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 15 JHun

5.1.6. O6wa uHdopmauus
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nopbyka, (rHaHCMpaH n3usano UM YacTUYHO CbC
cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpxXaBHuTe nopbyku (CAM)
. He

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBeHN NOPBUKHU
Llen Ha cTpaTernyecknte obLECTBEHN NOPBYKK: Hama cTpaTermyecka obecTBeHa nopbyka
Moaxon 3a HamansiBaHe Ha Bb3AENCTBMETO BbPXy OKONHaTa cpeaa: Opyro
CoumanHa uen, 4neTo nocTuraHe ce Hacbpyasa: [pyro

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: YBegomrneHune
Kputepun: O6w roguweH obopoT
OnucaHnue Ha kpuTepusa 3a nogbop: Cifra anual de negocio

Kputepun: PedepeHunn 3a onpegerneHn 4OCTaBKu
OnucaHue Ha kpuTepus 3a nogbop: Trabajos realizados

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
KpuTtepun:
Bua: LleHa
Onucanue: Oferta econémica.
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (ToYku, ToYHa BenuymHa)
Yucno, ceBbp3aHo € KpuTepud 3a BbanaraHe: 100

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
Appec Ha gokyMeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://contrataciondelestado.es/wps
/poc?uri=deeplink:detalle licitacion&idEvI=xOYbjLwFiJwS7pcxhTeWOg%3D%3D

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvI=xOYbjLwWFiJwS7pcxhTeWO0g%3D%3D
E3nun, Ha konTo morat ga ce nogasat opepTu Unn 3asiBNEHNS 3a y4acTUe: UCNaHCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo

740960-2026 Page 4/7


https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xOYbjLwFiJwS7pcxhTeWOg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xOYbjLwFiJwS7pcxhTeWOg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xOYbjLwFiJwS7pcxhTeWOg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xOYbjLwFiJwS7pcxhTeWOg%3D%3D

KpaeH cpok 3a nony4vasaHe Ha odepTtun: 10/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00)
LEeHTpanHoeBpOnencko Bpeme, 3anagHoeBponencko NATHO Bpeme
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odpepTaTta TpsibBa Aa octaHe BanugHa: 15 [Hu
MHdopmauma 3a obwecTtBeHaTa nopbykKa:

HaTta Ha oTtBapsaHe: 11/11/2026 09:00:00 (UTC+01:00) ueHTpanHoeBpoOnencko speme,
3anagHOeBpPOMNenCcKo NATHO Bpeme

MscTo: Sala Centro. Edificio Rectorado 12 planta. Universitat Politécnica de Valéncia.
YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwnTeHn paboTHn mecTa: He

YcnoBusi, CBbP3aHu C U3MbIAHEHNETO Ha gorosopa: Ver apartado 27 del cuadro de
caracteristicas..

EnekTpoHHO hakTypupaHe: PaspelueHo

LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
Hsima pamkoBO cnopasymeHue
UHdopmauma 3a gUHaMMYHaTa cMcTemMa 3a NOKYNKU:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a rnokyrku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauumsa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (obxansaHeTo): Rectorado de la
Universitat Politecnica de Valéncia - Universitat Politécnica de Valéncia
NHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Advertir a los interesados que el
presente acto pone fin a la via administrativa. Contra el mismo se podra interponer recurso
Contencioso-Administrativo ante el 6rgano jurisdiccional competente de lo Contencioso-
Administrativo de la Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses contados desde
el dia siguiente al de la recepcién de la notificacion de la presente Resolucion. No obstante,
los interesados podran optar por interponer contra esta resolucion un recurso de reposicion,
en el plazo de un mes, ante el mismo 6rgano que la dictd, en cuyo caso no cabra interponer el
recurso Contencioso-Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolucion expresa
o presunta de recurso de reposicion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 123 y sig. de
la ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo comun de las
administraciones publicas (BOE 2 de octubre de 2015). En los casos previstos en el articulo
44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, advertir a los
interesados que esta resolucién es definitiva en via administrativa y contra la misma podra
interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratacion regulado en dicho
articulo, ante el érgano de contratacion de la Universitat Politécnica de Valéncia. El plazo de
interposiciéon sera de 15 dias habiles, contados a partir del siguiente a aquel en que se remita
la notificacidon del acto impugnado. En los supuestos de financiacion por la U.E. (Fondos
NEXT GENERATION), el plazo de interposicion del recurso especial en materia de
contratacion, cuando proceda, sera de 10 dias naturales y se computara en la forma
establecida en el articulo 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

OpraHusaums, npegocTassiiia noseye MHopMaumsa 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Rectorado de la Universitat Politecnica de Valéncia - Servicio de Cotratacién. Edificio
Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia

8. OpraHunsauum
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8.1. ORG-0001
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
PernctpaunoHneH Homep: 40000260000071
PernctpaumoHeH Homep: Q4618002B
paa: Valencia
lMNoweHckn koa: 46022
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Valencia / Valéncia (
ES523)
Obpxaea: VicnaHna
3BeHo 3a koHTakT: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
EnekTpoHHa nowa: contratacion@upv.es
TenedoH: 963877406
MHTepHeT agpec: http://www.upv.es
Mpodmn Ha kynyBa4a: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=zIBD30X0P3g%3D
Opyru 3BeHa 3a KOHTaKT:
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Servicio de Cotratacion. Edificio Rectorado de la Universitat
Politécnica de Valéncia
paa: Valencia
MNMoweHckn koa: 46022
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Madrid (ES300)
Ovpxaea: Micnanuna
EnekTpoHHa nowa: contratacion@upv.es
TenedoH: +34 963877406
MHTepHeT agpec: http://www.upv.es/entidades/CYO/
[pyru 3BeHa 3a KOHTaKT:
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Universitat Politécnica de Valéncia
pag: Valencia
MoweHckn kopa: 46022
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPManNHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Valencia / Valéncia (
ES523)
Ovpxaea: Micnanuna
MHTepHeT agpec: http://www.upv.es/entidades/CYO/
Ponu Ha Ta3n opraHusauus:
KynyBau
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)
OpraHusaums, npegocTtaesia noseye nHgopmaLmsa 3a npoueaypurte 3a npernes (obxansaHe)

UHdopmauusa 3a o6aBneHneTo

NpeHnTtndpumkatop/sepcns Ha obasneHneTto: 1f2a5874-4d04-478d-8a36-172e9010dce3 - 01
Bua Ha dpopmynspa: CbcresaTenHa npouenypa

Bug obasnenune: ObasneHne 3a nopbyka Unn KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpaluaHe Ha nssectuneto: 23/10/2026 12:47:44 (UTC+02:00) n3To4HOEBPONENCKO
Bpeme, LeHTpanHoeBponencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HacCTOALOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBIMHO: UCMAHCKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 740960-2026

Homep Ha 6posa Ha OB S: 207/2026
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[arta Ha ny6nukyBaHe: 26/10/2026
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